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CERTIFICADO 

Concedemos a  LETÍCIA LIMA DE AGUIAR MENEZES este certificado de  Participação no Curso 

In trodução à Jur imetr ia :   
In te l igência  Ar t i f ic i a l  Apl icada ao Di re i to    

Nível:  Extensão Universitária 

Âmbito: Nacional 

Promoção: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 
 Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-graduação   

Realização:  05 a 07 de abril de 2021 Duração: 8 horas São Leopoldo, 19 de abril de 2021. 

  

 

 

Dorotea Frank Kersch     
Diretora da Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação   

 
 

 
 



 

A autenticidade desse certificado pode ser conferida através do endereço eletrônico abaixo ou ainda através do código de barras acima:  
http://www.unisinos.br/certificados/E300F95844C93461595AA1CE03B2CF5B5E48AD3D 

 

PROGRAMA

 

− Introdução à Jurimetria; 

− Panorama histórico: Bernoulli I, Loevinger e a Jurimetria no Brasil; 

− Fundamentos de Estatística; 

− Os Três Prismas da Jurimetria;  

− Introdução aos princípios de análise de dados em planilhas eletrônicas e linguagem R; 

− Exemplos de aplicações de inteligência artificial em bases de dados reais e resultados de pesquisa recentes.

 

 

Coordenador e ministrante: Fabiano Feijó Silveira e Filipe Jaeger Zabala. 
 

 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS 
UNIDADE DE APOIO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS 

GERÊNCIA DE SERVIÇOS 

Registro n.º 18, folha 1470 do livro EX044. 

 São Leopoldo, 19 de abril de 2021. 

 

Coordenadora dos Registros 
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